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МЭМС-датчики давления – компактные и вы-
сокоэффективные устройства используемые для 
измерения давления в различных областях, таких 
как медицина, автомобильная, навигационная и 
аэрокосмическая промышленность. 

Физические параметры устройства изменяются 
в зависимости от давления измеряемой среды и 
регистрируются микромеханической структурой. 
Диапазон измерения может быть как широким, так 
и узким и зависит от цели применения. 

Основными преимуществами  МЭМС-датчи-
ков давления являются: 

– компактность и миниатюрность. Эти малога-
баритные устройства изготавливаются с исполь-
зованием микроэлектронных и микромеханиче-
ских технологий, обеспечивая тем самым лег-
кость интеграции в различные системы и 
устройства с ограниченным пространством; 

– низкая стоимость производства. Снизить 
стоимость и увеличить доступность для более ши-
рокого применения позволяет использование мас-
совых производственных технологий: МЭМС-
технология или кремниевые пластины (SOI); 

– высокая чувствительность и точность. Зани-
мают важное место в медицине и автомобильной 
промышленности за счет возможности фиксировать 
небольшие изменения давления, тем самым обеспе-
чивая достоверные данные за счет высокой чувстви-
тельности и точности измерений устройства; 

– быстродействие и высокая скорость измере-
ний. За счет быстрого отклика и способности про-
водить измерения в режиме реального времени, 
МЭМС-датчики давления находят широкое при-
менение в условиях требующих высокой скоро-
сти обработки  данных и мониторинга динамиче-
ских процессов; 

– широкий диапазон измерений. МЭМС-дат-
чики давления могут работать в различных 
диапазонах измерений, делая их универсальными 
для применения в различных средах и условиях; 

– надежность и стабильность. Способность со-
хранять свои характеристики на протяжении дли-
тельного времени без значительного снижения 
производительности делает МЭМС-датчики дав-
ления устройствами обладающими высокой ста-
бильностью и надежностью; 

– энергоэффективность. Потребление низкого 
количества энергии делает МЭМС-датчики дав-
ления энергоэффективными и способствует про-
должительному времени автономной работы [1]. 

Существует несколько типов МЭМС-датчиков 
давления, каждый из которых имеет свои особен-
ности и применяется в зависимости от конкрет-
ных требований: 

– пьезорезистивные датчики давления. В дан-
ных устройствах используется пьезорезистивный 
эффект, в результате чего изменение давления 
приводит к механической деформации резистив-
ного материала. Как следствие происходит изме-
нение сопротивления которое измеряется и пре-
образуется в соответствующий электрический 
сигнал. Пьезорезистивные датчики давления из-
готавливаются из кремния или полупроводнико-
вых материалов; 

– емкостные датчики давления (рисунок 1). 
Принцип работы этих датчиков основан на фикса-
ции изменения емкости между двумя электро-
дами при изменении давления, за счет изменения 
расстояния между электродами или изменения 
диэлектрический проницаемости внутри сенсора. 
Изготавливаются из кремния или полимерных ма-
териалов; 

– резонаторные датчики давления. В основу 
работы данного типа датчиков взято измерение 
резонансной частоты механического резонатора 
при изменении давления. Изменение давления 
меняет массу или жесткость резонатора, что 
приводит к изменению его резонансной частоты. 
Требуют более сложных схем измерения, но обла-
дают высокой точностью и стабильностью. 
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Механический резонатор может быть выполнен в 
виде пьезокристалла, мембраны или нити; 

– терморезистивные датчики давления. Дан-
ный тип датчиков фиксирует изменение сопро-
тивления терморезистивного элемента под воз-
действием давления. При изменении давления ме-
няется теплопроводность датчика, что приводит к 
изменению его сопротивления. Терморезистив-
ные датчики изготавливаются из пьезорезистив-
ных материалов: поликристаллический кремний 
или полисиликон; 

– пьезоэлектрические микромеханические 
датчики давления (рисунок 2) являются разновид-
ностью датчиков, использующих эффект пьезо-
электричества для измерения давления. В этих 
датчиках используются пьезоэлектрические мате-
риалы: кварц, пьезокерамика или пьезополимеры. 
В результате воздействия давления на эти матери-
алы происходит механическая деформация, вызы-
вающая генерацию электрического заряда, кото-
рый измеряется и преобразуется в соответствую-
щий давлению электрический сигнал. 

Это лишь несколько примеров разновидно-
стей МЭМС-датчиков давления, каждый из кото-
рых имеет свои особенности и применяется в раз-
личных областях, в зависимоти от требований 
точности, диапазона измерений, компактности и 
других параметров. 

С развитием МЭМС-технологий ожидается 
появление еще более компактных и мощных дат-
чиков давления. Это позволит улучшить произво-
дительность автомобилей, медицинских приборов, 
мобильных устройств и других технических систем. 

МЭМС-датчики давления представляют собой 
важную и перспективную разработку, которая 
продолжает прогрессировать и находить большее 
применение в современном мире. 

 
Рисунок 1 – Емкостный датчик давления 

 
Рисунок 2 – Пьезоэлектрический датчик давления 
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В данной работе были проведены исследова-

ния технологии монтажа кристаллов и проволоч-

ных межсоединений, с использованием азотново-

дородной смеси для данных технологий.  

В электронной промышленности для 

монтажа полупроводниковых кристаллов к 

основаниям корпусов применяют различные 

методы: пайку припоями и эвтектическими 


